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プラズマは、薄膜形成、表面処理あるいは表面改質、大気汚染物質

の分解および無害化などに利用されている。中でも、大気圧下でのプラ

ズマ処理は、低圧プラズマのような真空装置を必要としないため、比較

的安価で工業的に有利な技術であり、例えば、フィルム表面に大気圧

下でコロナ放電プラズマを照射して、親水性を付与し、接着性、印刷特

性、帯電性を改善することが一般的に行なわれている。一方、粉体の

表面を大気圧下で改質することを目的とするプラズマによる粉体処理

装置は商品化されていない。 

本発明は、少量から大量の粉体を均一に大気圧グロープラズマ処理

して、その表面に有用な官能基を付与するプラズマ処理装置を提供す

る。 

■試験装置

図 2 のような同軸円筒型の誘電体バリア放電によるプラズマ発生容

器を用いる。これに仕切りを設けることにより、この放電容器を回転す

るローラーの上に載せるだけで、プラズマ空間に入れた粉体を均一

に処理することができる。

左のグラフに示すように、仕切りを増やすことにより、処理量アップが

可能である。

以下のような産業技術ニーズへの応用可能性がある。 

■ポリマー粉体表面の親水化、疎水化。

■セラミックス、医薬品、化粧品などの粉体の表面処理・表面修飾。

■プラズマガスの選択により、各種官能基の導入が可能。

■大容量化、連続処理への展開可能。

“混ざらないものを混ぜる” 

図 3大気圧プラズマ処理装置の構成 

図 1大気圧プラズマ（ヘリウムと窒素） 

処理量とポリプロピレン粉末表面への窒素と酸素の導入量 
（プラズマ 200W、5分処理） 

仕切りを増やし、処理量を多くすることができる。 

図 2大気圧プラズマ放電容器 

本発明は、大気圧下での安定したグロー放電により高濃度の窒素官

能基を付与することを可能とした粉体のプラズマ処理方法を提供する。 

このプラズマ処理装置は、同軸円筒型の放電容器内部の空隙部内

に試料粉体を封入し、軸心円周方向へ回転させることによりガス圧によ

らないで粉体の攪拌を行い、均一なプラズマ処理を可能とする。 
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